
 

赛默飞世尔科技 TSQ Certis 

技术白皮书 

工作条件 

1. 电源电压：230V±10%，50/60Hz，16A；环境温度：15-27℃（最优：18~21℃）；相
对湿度：20-80%。 
2. 气体需求：雾化气 N2：纯（99%纯度）N2，碰撞气 Ar：超高纯 Ar 或 N2
（99.999%），源区无需额外空气压缩机，简化气体供应降低消耗。如采用同一种气体做
为雾化气和碰撞气，需由同一台气体发生器供气，如采用氩气做为碰撞气，需提供氩气
专用管道和气瓶。 
质谱部分技术性能 

离子源 

3. 离子源：独立的可加热电喷雾离子源（HESI 源）和大气压化学电离源（APCI 源），
全内置式气路电路接口设计，离子源外部无任何气路电路管路连接，安装离子源时即可
实现气路电路连接，自动识别，实现零误操作 (需提供可显示全内置式气路电路接口设
计的离子源实物图)。HESI 与 APCI 切换只需更换源探针组件，电晕针旋钮式在线调节，
切换时间＜1min； 

 

 
（全内置式气路电路接口设计，离子源外部无任何气路电路管路连接，安装离子源时即



可实现气路电路连接，自动识别，实现零误操作） 

  
▲4. 离子源喷针采用 60 度最优喷雾设计，位置可根据不同需求进行前后/左右、上下三
维调节，但在采集数据的时候可以把位置固定（锁死），源区氮气消耗少；（提供结构
图证明） 

 
离子源喷针采用 60 度最优喷雾设计 

 
 

（上图为 TSQ Certis 离子源照片，离子源喷针采用 60度最优喷雾设计，位置可根据不

同需求进行前后/左右、上下三维调节，但在采集数据的时候可以把位置固定（锁死），

显示了喷针前后“HESI/APCI 位”，左右，上下“L/M/H”三维可调，方便对喷雾条件进

行优化） 

  
5. 内置多边形同轴主动排废口。排废管路为不锈钢材质，可实现离子源腔体高温自洁
净；可拆卸的吹扫挡锥，非对称锥面设计，在高灵敏度的情况下确保长期耐用性； 



▲6. 可加热 HESI 源，加热温度可达 650℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速
为 1µl-2000µl/min；APCI：加热温度可达 650℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，
流速为 50µl-2000µl/min； 
7. 双槽位全自动注射泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正，既可通过软件也可通过操
作面板自动设置； 

 

离子传输系统 

▲8. 离子传输系统必须配有可加热的金属材质离子传输管设计（提供实物图与结构设计
图）；传输管将更多离子传输到真空系统； 

  
▲9. 离子传输管金属材质，可独立加热，最高温度可达≥400℃。 



 

  
▲10. 具有真空隔断阀设计，离子传输管在移去、进行超声清洗维护时质谱系统不用卸
真空； 

 

（该截图为质谱真空隔断阀设计，离子传输管在移去、进行超声清洗维护时质谱系统不

用卸真空的示意图） 

11. 弯曲且带有中性挡杆的离子束导向装置：阻挡中性粒子和高速分子团；中性档杆前
端配置具有质量过滤功能的预四极杆； 

 

（图为 TSQ Certis 弯曲且带有中性挡杆的离子束导向装置的硬件结构照片） 
 

四极杆质量分析器 



12. Q1 和 Q3 均采用分段式钼制双曲面四极杆，可在全质量范围内和不同分辨率下实现
灵敏度（圆形四极杆及非纯金属材质不接受）； 
▲13. 四极杆质量分析器保证达到≤0.2 amu 分辨率； 

  
14. 加有轴向加速电场的新一代主动碰撞反应池设计，Dwell Time 低于 1ms 时，无灵敏
度损失；（提供设计结构图证明） 

 

（该图为 TSQ Certis 采用加有轴向加速电场的新一代主动碰撞反应池设计结构图） 
 
▲15. 四极杆分辨率：Q1 和 Q3 在全质量范围，分辨率可到 0.2 amu，在只需在方法设
定界面简单选择即可（提供软件截图），无需特殊调谐； 

 



（四极杆质量分析器 Q1 和 Q3 均可通过软件设置分辨率 0.2 amu） 
 

 
（软件界面截图显示了在一个方法中可对不同的化合物设置不同的 Q1 和 Q3 分辨率，

均可达 0.2 amu，无需特殊调谐） 
  
▲16. 质量数范围：2-2010 amu，质量数≥2010 amu，Q1 和 Q3 均可以达到； 

 

  
▲17. 质量轴稳定性：≤ ± 0. 1 amu/24 小时 (不同分辨率、不同扫描速率下、全质量数
范围)；质量准确度：全质量轴范围（2-2010Da）内≤0.1 amu；SRM（或 MRM）最小
驻留时间：≤ 1ms；共轭双曲面四极杆扫描速度：≥20000amu/s； 
18. 分辨率：扩展质荷比范围模式（EMRS）下在 m/z 622 时分辨率为 3110 FWHM（或
0.2 Da 或 FWHM），并且可以通过自动调谐和校准在整个质量范围内从 0.2 到 2.0 Da 或
FWHM 进行调节。 
▲19. 扫描速度：最大 900 SRMs/秒（或 MRMs/秒）； 

20. 一次分析最多可执行 30000 对 SRM 分析； 

▲21. 正负离子切换速度：≤5 ms； 

22. 扫描功能：全扫描(Full Scan，Q1 或 Q3)、选择离子扫描(SIM，Q1 或 Q3)、选择反应
监测(SRM)、高选择性反应监测（0.2 amu）、时间选择反应监测（T-SRM）子离子扫描
(Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss 
Scan)、RER 反向能量归一化扫描；QED 即 SRM(MRM)自动触发二级子离子扫描功能、混
合模式扫描。 



检测器 

▲23. 检测器: 双模式离散打拿极检测器（脉冲计数模式，离子通量低；模拟模式，离子
通量高）和动态线性范围（106）； 

  
真空系统 

24. 真空系统：由 1 个分子涡轮泵（三级差分）和 2 个机械泵组成的 4 级差分真空系
统，四级差分抽真空，真空可达到 5·10-6 Torr 
灵敏度: MS/MS灵敏度 

▲25. ESI+：1pg 利血平柱上进样，m/z 609>195，信噪比≥6,000,000：1；ESI-：1pg
利氯霉素柱上进样，m/z 321>152，信噪比≥6,000,000：1；APCI: 1pg 利血平柱上进
样，m/z 609>195，信噪比≥100,000：1。 
高效液相色谱仪 

▲26. 高压二元泵流量范围最大 8 mL/min，增量为 1 μL/min，最大耐压 103 MPa（即
1034 bar 或 15,000 psi）； 
27. 流量准确度：±0.1%，流量精度：<0.05% RSD； 

▲28. 溶剂通道数：2*3（即 6 通道），提供软件截图，溶剂脱气：内置式，6 通道； 



 
软件截图证明：溶剂通道数：6 通道  

29. 自动进样器最大耐压 103 MPa（1034 bar 或 15,000 psi ），样品容量：可达 216 位
2ml 进样瓶； 
30. 进样量范围：0.01-25 μL，最小步骤= 0.01 μL。进样线性：r≥0.99999（咖啡因水溶
液），进样周期时间：≤8 s；取决于可设置的进样参数，与样品位置无关； 
31. 交叉污染：≤0.0004%； 

32. 柱温箱原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式，双模式加热，温度范围：5-
120℃，增量为 0.1℃；最大耐压≥150 MPa； 
33. 温度稳定性：± 0.05 K；温度准确度：± 0.5 K（最高 80℃）。 

▲34. 配置 

质谱仪 1 套 

超高效液相色谱仪 1 套 

数据处理及输出设备 1 套 

氮气发生器 1 套 

不间断电源 1 套 

色谱柱 1 套 

泵油 2L1 套 

35μl 在线过滤器 1 套 

质谱连接套件 1 套 

校正液 1 套 



样品瓶 2ml 500 个 

数据处理终端 1 套：≥27 寸显示器，系统：不低于中文正版 Win10 专业系统（或同等
性能操作系统），处理性能不低于 Intel® Core i9-14500（或同等性能 cpu）；硬盘≥
1TB。 
仪器验收时软件显示的型号与设备铭牌一致。提供 LC 和 MS/MS 的全自动控制；方法优
化包括碰撞能量和子离子的自动优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方
法；方法编辑器具有全面的基于特定应用的方法模板库和直观的用户界面，可直接导入
离线数据库中的化合物名称、MRM 或 SRM 离子对和碰撞能量等信息；工作站及软件具
备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能。 

 


